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扫描球面一平面干涉仪

中国科学院物理研究所 许祖彦 张祖仁 李秀英

在近代光学研究中3 高分辨率光谱仪，占有十分重要的地位，例如光谱精细结构研究，激光振荡器模仿

析，激光光谱学等都要求分辨率高达 107 _109 的光谱仪，若采用通常的光栅技术，则光栅尺寸将为数百米，

若使用一般的 Fabry-Perot 标准具，则难于克服衍射损耗。

扫描干涉仪分辨率可高达 2.5x 10飞由于使用被动腔光场本征模的稿合及压电陶瓷体空间扫描技术，

故不须将被测光荣发散，入射到反射镜面上光点的直径很小(约为 0.1 毫米λ这就降低了对反射镜面的质量

要求p 放宽了所允许的反射镜面倾斜角度，并且由于采用光电倍增管代替照相底板作接收器，观察灵敏度将

大大提高。

我们采用廉价而易买到的气体激光器谐振腔介质反射镜制作了一台扫描球面-平面干涉仪，分辨率为

6. 7x 10 7 精细度为 180， 并用它来观察和检测了 H←Ne 激光器及氢离子的单频选模工作。

干涉仪腔长的改变采用锯齿波电压激励的压电陶瓷完成，光电倍增管接收到的信号输入示波器，示诙屏

上就显示出被测光源的频谱， ì普线显示位移在扫描器上加直流偏压完成。

干涉仪采用球面-平面结构，此种结枪比采用双平面结构具有较小的衍射损耗，较好的调整稳定性; 较之

采用双球面结构具有不需同轴调整设备的优点。

干涉仪镜面的平行调整采用租、 细 、 精三级调整系统，粗调用一般气体激光腔的细牙螺丝调节方向环设

计;细调用尖劈调节方向环p 精度约为粗调的 10 倍，精调用 PZT压电陶瓷电调2 范围约数秒，实验证明，这样

的三级调节系统可保证将干涉仪调至足够的精度。

三平板环路干涉仪

中国科学院上海光机所 王之江 蔡希沽 高脐1

Sagnac 环路干涉仪是双光束干涉仪的基本类型之一，能够实现横向平移剪切、横向非平移剪切、 任向剪·

切 、旋转剪切等多种剪切方式的双光束干涉。本文研究的三平板环路干涉仪是其最简单的形式，并已越来越

多地应用到激光技术中，如环形谐振腔、时间整形器等。

研究表明三平板环路干涉仪永远是横向平移剪切双光荣干涉仪p 并不需要由调整来保证， 但是当三平极

调整到使干涉仪内的顺时针环路和逆时针环路全同时，三平板的加工误差对双光束带来的影响基本相同，不

会引起或极少引起附加光程差，因而使用非理想光学平板也能获得干涉仪的理论测量精度，此时双光束严格

等光程，条纹对比度仅由和剪切量 d 相对应的光源的空间相干性所限制。

利用环路干涉仪的前向反射光输出调整干涉仪最为简单p 当二束前向反射光对称地分布在入射光束三

边时，表明干涉仪已处于全同环路状态，而两束前向反射光的间距即为剪切量 d。只需要一个小孔光阁就可

以完成上述调整步骤。我们注意到剪切量 d 为零值的全同环路状态也就是环形谐振腔的工作状态。

用 φ60 毫米口径为 E←Ne 激光束作实验，不同剪切量下 (13.5-31 毫米〉环路干涉仪(全同环路状态〉

测得的被面半径平均值为 49.8 米，实测诙面半径为 47.9 米，测量误差 2 . 3%，环路于涉仪的理论测量精度
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